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ABSTRACT
Detection of acoustic emission (AE), which is defined as transient elastic waves within a material caused 
by the rapid release of a strain is essential for applications in in-situ and nondestructive monitoring of 
various conditions in materials. The objective of this research is to develop a digital AE sensor composed 
of an array of piezoresistive cantilevers having different resonant frequencies for dividing AE signals into 
each frequency domain and characterizing the signals. This paper reports fabrication of an array of Si 
cantilevers and integratation of piezoresistive elements based on a silicon-on-insulator substrate for the 
digital detection of AE waves.
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（デバイス層：p型Si， 20 µm ／ BOX層：酸化膜
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図 3   カンチレバー長さと共振周波数の関係
FEM解析にはANSYS Work benchを用い，Siの物性
値はE =190GPa，ρ =2331kg/m3とし，カンチレバー
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60 keV，アニール温度1000 ºC（H2Oガス，1 atm），
アニール時間5 hと設定し，p型Si層の表層部にn型
Si層の形成を行う．その後，不純物Bをドーズ量
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図 7 作製したピエゾ抵抗素子 
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要 旨




B の不純物濃度を 1×1018 cm-3とするためのプロセス条件をシミュレーションにより決定し，作製
した素子を用いて電気的評価を行った．これらを検討した結果，設計したプロセス条件にて，デ
ジタル式 AE センサの試作を行い，提案するデバイスを実現可能であることを報告した．
キーワード : アコースティック・エミッション，デジタル検出式センサ，ピエゾ抵抗カンチレバー
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